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※概要（Summary）： 
 我々は、半導体の新しい製造プロセスとして、ミニマルフ

ァブ（ハーフインチウェハを製造単位とする局所クリーン化

超小規模半導体生産システム）に関する研究開発を進め

ている。１）開発したハーフインチウェハ、２）開発したミニ

マル装置を用いたリソグラフィープロセスにおけるレジスト

塗布後のウェハ、３）メガファブ装置とミニマルファブ装置

を組合せて製作したカンチレバーについて、報告者は

NPF の施設を利用して、形状観察、膜厚評価等を行っ

た。 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 

・高分解能電界放出電子顕微鏡(FE-SEM) 

・低真空走査電子顕微鏡  ・分光エリプソメータ 

・接触式段差計  ・短波長レーザー顕微鏡 

・走査プローブ顕微鏡 

 １）べべリング条件等を変えたハーフインチウェハ対し、

FE-SEMや低真空走査顕微鏡を用いて、形状評価を行っ

た。 ２）ミニマル装置を利用して作製したレジストパターン

付ウェハに対し、FE-SEM や低真空走査顕微鏡、分光エ

リプソメータ、接触式段差計、短波長レーザー顕微鏡、走

査プローブ顕微鏡などを用いて、パターン形状や膜厚等

の評価を行った。 3）メガファブ装置とミニマルファブ装置

を組合せて製作したカンチレバーについて、FE-SEM や

低真空走査顕微鏡を用いて、形状観察を行った。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
 概要、実験で述べた１）～３）に対応した結果を各々 

Fig. 1 ～Fig. 3 に示す。Fig. 1 からはべべリング形状が

改善されている点、Fig. 2 からは 2 µm のライン、2 µm の

スペースのレジストパターンが形成されている点、Fig. 3 

からはカンチレバーの形状が出来ている点、が分かる。 
今後もミニマルファブ技術の発展に応じた各種分析を

NPFの設備等を利用して、進めていきたいと考えている。 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1 SEM image after improvement of edge beveling 

for half-inch wafer.   
                       
 
 
 
 
Fig. 2  SEM image of a photo-resist pattern by 

minimal-fab process. 
 

 

 

 

 

Fig. 3  SEM image of the cantilever by the hybrid  
process with mega- and minimal-fab. 
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